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Beschreibung
[0001] Piezoelektrischer Drucksensor

[0002] Die Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Drucksensor, mit zumindest einem auf
einem Gehause-Basisteil angeordneten piezolektrischen Messelement, welches an der dem
Basisteil gegeniberliegenden Seite mit einer den Basisteil abschlieBenden, dem zu messenden
Druck ausgesetzten Membrane in Verbindung steht und unter Kontaktierung eines seiner Pole
auf einem Elektrodenblech fixiert ist.

[0003] Piezoelektrische Druckaufnehmer mit Membranen sind in vielfaltigsten Ausfiihrungen
seit langem bekannt - siehe nur beispielsweise Fig. 3 in EP 352 773 A2 oder Fig. 1 in
EP 90 871 A1. Der auf die Membrane von auBlen einwirkende Druck wird als Kraft an das Me-
Belement (bertragen welches eine dem Druck proportionale Spannung an beiden Polen
abgreifbar und weiter verwendbar bereitstellt. Obwohl der Aufbau derartiger Drucksensoren
grundséatzlich sehr einfach ist, erfordern insbesondere die Kontaktierung der beiden Pole und
die Positionierung der MeBelemente einen relativ hohen, konstruktiven und fertigungstechni-
schen Aufwand, der einer fur viele Anwendungen winschenswerten Massenfertigung unter
geringen Kosten bis jetzt entgegenstand.

[0004] Weiters sind beispielsweise aus AT 503 816 A Drucksensoren der eingangs genannten
Art bekannt, bei denen eine Erleichterung bzw. Verbesserung der Positionierung der MeBele-
mente bei der Montage des Sensors dadurch ermdglicht wird, dass das MeBelement bzw. der
MeBelementstapel unter Kontaktierung eines seiner Pole an einer Ableitelekirode bzw. auf
einem Elektrodenblech fixiert ist. Auch dabei erfolgt aber die exakte Positionierung gegeniiber
dem Gehéduse mittels zusétzlicher Elemente, was weiterhin zusatzlichen konstruktiven und
fertigungstechnischen Aufwand bedeutet.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen piezoeletrischen Drucksensor der
eingangs genannten Art so zu verbessern, dass das einfache Grundprinzip konsequent in eine
ginfache und kostengunstige aber dennoch qualitativ hochwertige Massenfertigung umsetzbar
wird.

[0006] Diese Aufgabe wird gemaR der vorliegenden Erfindung bei einem derartigen Drucksen-
sor dadurch gel6st, dass das Elekirodenblech einen gegeniliber dem Basisteil isclierten, nach
auBen ragenden Kontakistift leitend sowie formschliissig und lagenfixierend umgreift. Damit ist
die fur eine reproduzierbare Qualitat sehr wesentliche formschliissige Lagenfixierung der me-
chanischen Einheit aus MeBelement und Elektrodenblech zugleich mit der Kontaktierung des
einen Pols des MeBelementes (iberraschend einfach und exakt geldst, was ohne die Notwen-
digkeit weiterer PaBelemente oder dergleichen einen sehr einfachen und damit kostenglinstigen
Aufbau des Drucksensors erlaubt.

[0007] In weiters bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist der zweite Pol des MeBelements
iber den Gehause-Basisteil kontaktiert, was eine weitere Vereinfachung darstellt und diesbe-
ziiglichen Mehraufwand komplett vermeidet.

[0008] Der zweite Pol des MeBelementes kann in einer anderen bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung aber auch Uber ein weiteres Elektrodenblech mit einem weiteren, gegeniiber dem
Basisteil isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift leitend sowie formschliissig und lagen-
fixierend verbunden sein, wobei dann zwischen den Elektrodenblechen einerseits und Basisteil
bzw. Membrane andererseits elektrisch isolierende Druckiibertragungselemente angeordnet
sind. Diese ermdglicht eine fiir viele Anwendungsfalle notwendige, gegeniiber dem Gehause
und der Einbauumgebung isolierte zweipolige Kontaktierung des MeBRelements bzw. mehrerer
eingebauter MeBelemente, wobei die Vorteile beziglich der formschlissigen Lagenfixierung
unter gleichzeitiger Kontaktierung der MeBelemente Uber die Elekitrodenbleche beibehalten
werden.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann das Elekirodenblech zwei dartiber elekt-
risch gegengleich kontaktierte MeBelemente tragen, deren anderer Pol einererseits dber den
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Basisteil und andererseits Uber die damit leitende verbundene Membrane kontaktiert ist. Damit
ist auf einfache Weise die Signalausbeute erhéht ohne den Aufbau des Drucksensors kompli-
zierter zu machen.

[0010] Das bzw. die MeBelement(e) kann bzw. kdnnen in weiterer Ausgestaltung der Erfindung
ringférmig ausgebildet und konzentrisch um den Kontaktstift angeordnet sein, was einen sym-
metrischen Aufbau des Drucksensors, wie er flr manche Anwendungsfélle vorteilhaft ist, er-
mdglicht.

[0011] In weiters bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung kbnnen auch mehrere MeBelemente
in einer Ebene sternférmig um den mittig angeordneten Kontakistift angeordnet sein, was die
Verwendung auch kleinerer MeBelemente in groBerer Anzahl ermdglicht.

[0012] In besonders bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung kann die Membrane als im we-
sentlichen topfférmiger - beispielsweise auch einstiickiger Dreh- oder Tiefzieh -Teil ausgebildet
und unmittelbar mit dem Gehduse-Basisteil verbunden sein, vorzugsweise mittels Umfangs-
schweiBung. Dies ermdglicht eine sehr einfache Herstellung und Montage aus wenigen Teilen,
was der kostengunstigen Massenfertigung derartiger Drucksensoren weiter entgegenkommt.

[0013] Davon abgesehen kann in anderer Ausgestaltung der Erfindung der Gehause-Basisteil
auch im wesentlichen topffdrmig ausgebildet und unmittelbar mit der im wesentlichen flach aus-
gebildeten Membrane verbunden sein, vorzugsweise wiederum mittels UmfangsschweiBung,
was weitere Gestaltungsmdglichkeiten fir den Drucksensor bzw. seine Herstellung ermdglicht.

[0014] Die Erfindung wird im Folgenden noch anhand der in der Zeichnung schematisch darge-
stellten Ausflhrungsbeispiele n&her erldutert. Die Fig. 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 12 zeigen dabei
einen schematischen Schnitt durch verschiedene Ausflihrungsbeispiele erfindungsgemaBer
piezoelektrischer Drucksensoren und die Fig. 2, 4, 6, 8, 10 und 13 zeigen perspektivische An-
sichten (in groBerem MaBstab) der in den jeweils daneben abgebildeten Drucksensoren ver-
wendeten MeBelemente samt Elekirodenblechen zu deren Kontaktierung.

[0015] Alle dargestellten Ausflihrungsbeispiele zeigen piezoelektrische Drucksensoren 1 mit
zumindest einem auf einem Gehause-Basisteil 2 angeordneten piezoelektrischen MeBelement
3, welches selbst auch aus mehreren verbundenen Schichten bestehen kann und an der dem
Basisteil 2 gegeniberliegenden Seite mit einer den Basisteil 2 abschlieBenden, dem zu mes-
senden Druck ausgesetzten Membrane 4 in Verbindung steht und elektrisch zweipolig nach
auBen kontaktiert ist. Der auf die Membrane 4 von auBen einwirkende Druck wird als Kraft auf
das MeBelement 3 Ubertragen, welches nach dem bekannten piezoelektrischen Prinzip eine
dem Druck proportionale Spannung an beiden Polen abgreifbar und weiter verwendbar bereit-
stellt. Das MeBelement 3 ist unter Kontaktierung eines seiner Pole beispielsweise durch Bon-
den, L6ten oder Thermokompression auf einem Elektrodenblech 5 fixiert, welches einen ge-
geniber dem Basisteil 2 mittels einer Hllse 6 isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift 7
leitend sowie formschlissig und damit lagenfixierend umgreift. Die speziell bei Zusammenbau
und Montage des Drucksensors 1 wesentliche Lagenfixierung des MeBelementes 3 ist damit
zugleich mit der Kontaktierung des einen Pols des MeBelements 3 einfach und exakt gelost,
was einen kostengiinstigen Aufbau und eine massenfertigungstaugliche Ausbildung des Druck-
sensors 1 erlaubt.

[0016] GemaB Fig. 1 und 2 ist nur ein MeRelement 3 mit einem Elektrodenblech 5 vorgesehen -
an der der Membran 4 bzw. deren mittiger Verdickung 8 zugewandten Seite des Elektroden-
blechs 5 ist zur Isolierung und Kraftlibertragung ein elektrisch isolierendes Druckiibertra-
gungselement 9 vorgesehen, was es ermdglicht, dass der zweite Pol des MeBelements 3 iber
den Gehause-Basisteil 2 nach auBen kontaktiert ist.

[0017] Bei der Ausfiihrung nach den Fig. 3 und 4 tragt das Elektrodenblech 5 zwei dartber
elektrisch gegengleich kontaktierte MeBelemente 3, deren dem Elektrodenblech 5 gegeniiber-
liegende andere Pole einerseits tber den Basisteil 2 und andererseits (iber die damit leitend
verbundene Membrane 4 bzw. deren Verdickung 8 kontaktiert sind.

[0018] Bei der Ausflihrung nach den Fig. 5 und 6 sind wiederum zwei mittige, vom mittleren
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Elektrodenblech 5 gegengleich kontaktierte MeBelemente 3 vorgesehen, wobei der jeweils
zweite Pol iiber zwei weitere Elektrodenbleche 5' mit einem weiteren, gegeniiber dem Basisteil
2 wiederum (ber eine Hilse 6 isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift 7 leitend sowie
formschlissig und damit lagenfixierend verbunden sind. Zwischen den &uBeren Elektroden-
blechen 5' einerseits und dem Basisteil 2 bzw. der Membrane 4 sind hier jeweils wiederum
elektrisch isolierende Druck(ibertragungselemente 9 angeordnet. Damit ist eine fir viele An-
wendungsfélle vorteilhafte, gegeniiber dem Gehause-Basisteil 2 und der Einbauumgebung
isolierte zweipolige Kontaktierung der MeBelemente 3 ermdglicht.

[0019] Bei der Ausflihrung nach den Fig. 7 und 8 ist ein einzelnes, ringférmig ausgebildetes
MeBelement 3' (&hnlich wie bei der Ausfihrung nach Fig. 5) zwischen zwei separaten Elekiro-
denblechen 5, &' fir die beiden herauszufiihrenden Pole angeordnet. Die Elektrodenbleche 5, 5'
sind wie bei Fig. 5 mit separaten Kontaktstiften 7 leitend und formschlissig sowie lagenfixierend
verbunden. Die Isolierung der Elektrodenbleche 5, 5' zum Basisteil 2 einerseits und zur Memb-
ran 4 andererseits erfolgt wiederum ber zwischen gelegte elektrisch isolierende Druckiibertra-
gungselemente 9'.

[0020] Bei der Ausflihrung nach den Fig. 9 und 10 sind zwei ringférmige MeBelemente 3' ge-
gengleich auf einem ebenfalls im Wesentlichen ringférmigen Elektrodenblech 5" um einen mitti-
gen Kontaktstift 7 konzentrisch angeordnet, wobei die anderen beiden Pole der MeBelemente 3'
wiederum (wie in Fig. 3) Uber den Basisteil 2 und die Membran 4 kontaktiert bzw. herausgefiihrt
sind. Es ergibt sich damit ein symmetrischer Aufbau des Drucksensors 1 wie er fir verschiede-
ne Anwendungsfalle vorteilhaft ist.

[0021] Die Ausfiihrung nach Fig. 11 unterscheidet sich von der nach Fig. 9 im Wesentlichen nur
dadurch, dass hier nun auBen und in Anlage an den Basisteil 2 einerseits und die Verdickung 8
der Membran 4 andererseits zwei gegengleich kontaktierte ringférmige MeBelemente 3' auf
zwei mit den mittigen Kontaktstift 7 in Verbindung stehenden Elektrodenblechen 5" angeordnet
sind. Zwischen den beiden Elektrodenblechen 5" ist wiederum ein elektrisch isolierendes
Druckiibertragungselement 9' angeordnet.

[0022] Bei der Ausfiihrung nach den Fig. 12 und 13 sind drei separate MeBelemente 3" in einer
Ebene sternfémig um den mittig angeordneten Kontaktstift auf einem Elektrodenblech 5" an-
geordnet, wobei auf der gegeniberliegenden Seite dieses Elektrodenblechs 5" drei weitere,
gegengleich kontaktierte MeBelemente 3" angebracht sind, die &hnlich wie bei den Ausfih-
rungen nach Fig. 3 und Fig. 9 auf ihrer dem Elektrodenblech 5" gegeniiberliegenden Seite
direkt ber den Basisteil 2 bzw. die Verdickung 8 der Membrane 4 nach auBen kontaktiert sind.

[0023] Die Membrane 4 ist in allen dargestellten Ausfiihrungsbeispielen als im wesentlichen
topfférmiger, einstiickiger Dreh- oder Tiefzieh-Teil ausgebildet und unmittelbar mit dem Gehéau-
se-Basisteil 2 verbunden, vorzugsweise mittels hier nicht extra dargestellter Umfangsschwei-
Bung, was eine einfache Herstellung und Montage, gegebenentalls auch unter kontrollierter
Vorspannung der MeBelemente 3, 3', 3" erlaubt. Weiters ist hier in allen Fallen auch der Ge-
hause-Basisteil 2 im wesentlichen topfférmig ausgebildet und kénnte abweichend von den
dargestellten Ausfiihrungsbeispielen auch unmittelbar mit einer im wesentlichen flach ausge-
bildeten Membrane verbunden werden, was weitere Gestaltungsmaglichkeiten erlaubt.
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Patentanspruche

1. Piezoelektrischer Drucksensor (1), mit zumindest einem auf einem Gehéause-Basisteil (2)
angeordneten piezoelektrischen MeBelement (3, 3', 3"), welches an der dem Basisteil (2)
gegeniberliegenden Seite mit einer den Basisteil abschlieBenden, dem zu messenden
Druck ausgesetzten Membrane (4) in Verbindung steht und unter Kontaktierung eines sei-
ner Pole auf einem Elektrodenblech (5, 5', 5") fixiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Elektrodenblech (5, &', 5") einen gegeniiber dem Basisteil (2) isolierten, nach auBen
ragenden Kontaktstift (7) leitend sowie formschllissig und lagenfixierend umgreift.

2. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Pol des MeRe-
lements (3, 3', 3") Uber den Geh&use-Basisteil (2) kontaktiert ist.

3. Drucksensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Pol des MeBe-
lements (3, 3') dber ein weiteres Elektrodenblech (5', 5") mit einem weiteren, gegeniiber
dem Basisteil (2) isolierten, nach auBen ragenden Kontaktstift (7) leitend sowie form-
schllssig und lagenfixierend verbunden ist, wobei zwischen den Elektrodenblechen (5', 5")
einerseits und Basisteil (2) bzw. Membrane (4) andererseits elekirisch isolierende Druck-
Ubertragungselemente (9, 9') angeordnet sind.

4. Drucksensor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Elekirodenblech (5,
5") zwei darliber elektrisch gegengleich kontaktierte MeBelemente (3, 3', 3") tragt, deren
anderer Pol einerseits Uber den Basisteil (2) und andererseits (lber die damit leitend ver-
bundene Membrane (4) kontaktiert ist.

5. 5. Drucksensor nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das bzw. die MeBelement(e) (3') ringfdrmig ausgebildet und konzentrisch um den
Kontaktstift (7) angeordnet ist bzw. sind.

6. Drucksensor nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere MeBelemente (3") in einer Ebene sternférmig um den mittig angeordne-
ten Kontakistift (7) angeordnet sind.

7. Drucksensor nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Membrane (4) als im Wesentlichen topfférmiger Teil ausgebildet und unmit-
telbar mit dem Gehause-Basisteil (2) verbunden ist, vorzugsweise mittels Umfangsschwei-
Bung.

8. Drucksensor nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Gehause-Basisteil (2) im Wesentlichen toptfdrmig ausgebildet und unmittel-
bar mit der im Wesentlichen flach ausgebildeten Membrane (4) verbunden ist, vorzugswei-
se mittels UmfangsschweiBung.
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